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(57) Abstract: The invention relates to a light unit for generating light rays with differing wavelengths. Said unit comprises a light 
source unit (34), a mirror unit (80), a carrier unit (30), an output window (50) comprising an opening (60) and a pressure generation 
unit (32). The light source unit (34) and the pressure generation element (32) are contained in the carrier unit (30), which has a 
longitudinal axis (40) that runs substantially parallel to the generated light rays and the mirror unit (80) and the output window (50) 
are located at opposite ends of the carrier unit (30). In addition, the pressure generation unit (32) generates a force that acts on the 
light source unit (34). According to the invention, the mirror unit (80) and/or the output window (50) can be displaced in relation to 
the carrier unit (30) and/or tilted in relation to the longitudinal axis (40) by at least one displacement element (52, , 56), in conjunction 
with the force that is exerted on the light source unit (34) by the pressure generation element (32). This permits the wavelength of 
the light rays to be adjusted over a wide range. 

[Fortsetzung aufder nachsten Seite J 



WO 2005/078878 Al I II III l« 



GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, 
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, 
TJ, TM), europaisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, 
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, 
PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, 
CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 

Ver off entlicht : 
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Zur Erklarung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations ") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Die Lichteinheit zur Erzeugung von Lichtstrahlen mit unterschiedlichen Wellenlangen umfasst eine Licht- 
quelleneinheit (34), eine Spiegeleinheit (80), eine Tragereinheit (30), ein Ausgangsfenster (50) mit einer Offnung (60) und eine 
Druckerzeugungseinheit (32). Die Lichtquelleneinheit (34) und das Druckerzeugungselement (32) sind in der Tragereinheit (30) 
enthalten, die eine im Wesentlichen parallel zu den erzeugten Lichtstrahlen verlaufende Langsachse (40) aufweist, wobei die Spie- 
geleinheit (80) und das Ausgangsfenster (50) an gegeniiberliegenden Enden der Tragereinheit (30) angeordnet sind. Ferner wird 
mit dem Druckerzeugungselement (32) eine Kraft erzeugt, die auf die Lichtquelleneinheit (34) wirkt. Erfindungsgemass sind die 
Spiegeleinheit (80) und/oder das Ausgangsfenster (50) durch mindestens ein Verschiebungselement (52,. .., 56) in Abhangigkeit der 
durch das Druckerzeugungselement (32) auf die Lichtquelleneinheit (34) erzeugten Kraft relativ zur Tragereinheit (30) verschiebbar 
und/oder relativ zur Langsachse (40) kippbar. Damit wird die Moglichkeit geschaffen, die Wellenlange der Lichtstrahlen iiber einen 
grossen Bereich einstellen zu konnen. 
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Lichteinheit und Verfahren zur Erzeugung von Lichtstrahlen 



Die vorliegende Erfindung betrifft eine Lichteinheit nach 
5 dem Oberbegriff von Patentanspruch 1 sowie ein Verfahren 
zur Erzeugung von Lichtstrahlen, 

Die Erzeugung von Laserstrahlen mit unterschiedlichen 
Wellenlangen mit der gleichen Lasereinheit ist an und fur 

10 sich bekannt. So wurde bereits vorgeschlagen, den 

Laserstrahl eines Weisslichtlasers mit Hilfe von Filtern 
oder Prismen auf zuspalten, um so die gewiinschte 
Farbkomponente, d.h. Wellenlange, zu extrahieren. Des 
Weiteren ist es bekannt, die Abmessungen des bei 

15 Lasereinheiten vorhandenen Resonators mit Hilfe einer 
entsprechenden Mechanik zu verandern, womit auch die 
Wellenlange des erzeugten Laserlichtes verandert werden 
kann, allerdings lediglich von einem Mode in einen anderen. 
In Bezug auf den Weisslicht- bzw. Bunt lichtlaser wird auf 

20 eine Pressemitteilung vom 16. September 2003 der 

Universitat Bonn, Deutschland, verwiesen. Darin wird ein 
neuer Laser beschrieben, mit dem die Erzeugung von 
Weisslicht auf einfache Weise und kostengunstig moglich 
ist. Mit Hilfe eines geeigneten Prismas wird das weisse 

25 Licht in die Farbkomponenten zerlegt, wobei die benotigte 
Farbe dann ausgewahlt werden kann. In Bezug auf die 
erstgenannte Technik wird auf die Publikation von Jeff 
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Hecht mit dem Titel "Understanding Lasers" (IEEE Press, 
1992, S. 296-297) verwiesen. 

Die bekannten Lasereinheiten weisen aber ungenugende 
Eigenschaf ten auf, und zwar sowohl hinsichtlich der 
Moglichkeit , eine gewisse Wellenlange einstellen zu konnen, 
als auch hinsichtlich der Koharenz der erhaltenen 
Laser strahlen . 

Ferner sind Lasereinheiten bekannt, bei denen mit Hilfe 
eines Druckelementes ein seitlicher Druck auf die aktive 
Schicht eines Halbleiters ausgeubt wird, urn die Wellenlange 
des emittierenden Lichtes zu verandern. Diesbezuglich wird 
auf die folgenden Druckschrif ten verwiesen: 

- FR-1 382 706; 

- JP-63 066 983; 

- Publikation von S. Komiyama and S. Kuroda mit dem 
Titel "Remarkable effects of uniaxial stress on the 
far-infrared laser emission in p-type Ge" (Physical 
Review, B. Condensed Matter, American Institute of 
Physics, New York, USA, Bd. 38, Nr. 2, 15. Juli 1988, 
Seiten 1274 bis 1275) . 

Mit den bekannten Lasereinheiten kann die Wellenlange nur 
in einem relativ kleinen Bereich variiert werden, was sich 
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insbesondere aus den in der letztgenannten Druckschrift 
beschriebenen Resultaten ergibt. 

Ferner sind Lasereinheiten bekannt, bei denen die 
5 Wellenlange durch Verschieben von einem oder mehreren 

Spiegeln variiert wird. Diesbezuglich wird stellvertretend 
auf DE-42 15 797 Al, US-6 396 083 Bl oder US-2003/0012249 
Al verwiesen. Allerdings lasst sich auch bei diesen 
bekannten Lasereinheiten die Wellenlange nur in einem 
10 bestimmten Bereich variieren, namlich indem ein Mode des 
Lasers ausgewahlt wird. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe 
zugrunde, eine Lichteinheit anzugeben, welche die 
15 vorstehend genannten Nachteile nicht aufweist. 

Diese Aufgabe wird durch die im kennzeichnenden Teil von 
Anspruch 1 angegebenen Massnahmen gelost. Vorteilhafte 
Ausgestaltungen der Erfindung sowie ein Verfahren zur 
20 Erzeugung von Lichtstrahlen mit unterschiedlichen 

Wellenlangen sind in weiteren Anspruchen angegeben. 

Die Erfindung weist die folgenden Vorteile auf: Indem die 
Spiegeleinheit und/oder das Ausgangsf enster durch 
25 mindestens ein Verschiebungselement in Abhangigkeit der 
durch das Drucker zeugungselement auf die 
Lichtquelleneinheit erzeugten Kraft relativ zur 
Tragereinheit verschiebbar und/oder relativ zur Langsachse 
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kippbar sind, ist die Moglichkeit geschaffen, die 
Wellenlange der Lichtstrahlen uber einen grossen Bereich 
einstellen zu konnen. Es ist somit durch die Kombination 
der Einstellung der Wellenlange uber die Kraft auf die 
5 Lichtquelleneinheit bei gleichzeitiger Verschiebung des 
Ausgangf ensters und/oder der Spiegeleinheit entlang der 
Langsachse der Tragereinheit eine exakte Einstellung der 
Wellenlange einer Lichteinheit moglich, welche bisherige 
Einstellungsmoglichkeiten bei weitem ubertreffen. 

10 

Wird als Lichtquelleneinheit zudem eine Laserdiodeneinheit 
eingesetzt, wird erstmals die Vorausset zung geschaffen, 
durch die Einstellung des Abstands zwischen der 
Spiegeleinheit und dem Ausgangf enster als Vielfaches der 
15 uber das Drucker zeugungselement eingestellten halben 
Wellenlange ein maximal koharentes Licht erhalten zu 
konnen . 

Die Erfindung wird nachfolgend mit Bezug auf die in den 
20 Zeichnungen dargestellten Ausf uhrungsf ormen naher 

beschrieben. Dabei handelt es sich urn beispielhaf te 
Ausf uhrungsf ormen, die zum Verstandnis der in den 
Anspruchen beanspruchten Gegenstande dienen. Es zeigen: 



25 Fig. 1A, 



in schematischer und perspektivischer 
Darstellung, einen Teil einer Lichteinheit, wobei 
eine Schnittebene parallel zu einer Langsachse 
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und eine weitere Schnittebene quer zur Langsachse 
liegen, 



Fig* IB, in schematischer und perspektivischer Darstellung 
gemass Fig. 1A, einen Teil einer weiteren 
Ausf uhrungsf orm einer Lichteinheit , 



Fig. 2 ein Ausgangf enster zur Verwendung bei dem in Fig. 

1A bzw. IB dargestellten Teil der Lichteinheit, 



10 



Fig. 3 das Ausgangf enster gemass Fig. 2 in einem Schnitt 
parallel zur Langsachse gemass Fig. 1A bzw. IB, 

Fig. 4 die vollstandig zusammengebaute Lichteinheit 
15 gemass den Fig. 1A, IB, 2 und 3, 



Fig. 5A und 5B 

jeweils einen Schnitt quer zur Langsachse einer 
Lichteinheit und 

20 

Fig. 6 eine schematischen Darstellung einer 

erf indungsgemassen Ausf uhrungsvariante, bei der 
eine Spiegeleinheit und ein Ausgangsf enster stets 
mittig in Bezug auf eine Lichtquelleneinheit 
25 angeordnet sind. 
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In den folgenden Ausfuhrungen wird eine Lasereinheit als 
Spezialfall einer Lichtquelle beschrieben. Die Lichtquelle 
ist dabei so definiert, dass diese nicht notwendigerweise 
Lichtstrahlen erzeugt, welche die an Laserstrahlen 
5 gesetzten Bedingungen erfullen. Dies insbesondere auch dann 
nicht, wenn - wie in einer Ausf uhrungsf orm vorgesehen - in 
der Lichtquelle als Lichtquelleneinheit eine 
Laserdiodeneinheit zum Einsatz kommt. Damit kann zur 
Erlauterung von spezifischen Ausf uhrungsf ormen, bei denen 
10 keine Laserstrahlen erzeugt werden, grundsat zlich der 

Begriff Lasereinheit durch Lichteinheit ersetzt werden, 
ohne dass hierdurch das erf indungsgemasse Prinzip verandert 
wird. 

15 In Fig. 1A ist eine erf indungsgemasse Lasereinheit 2 
dargestellt. Es handelt sich hierbei um eine 
Halbleiterlasereinheit , die beispielsweise auf Gallium- 
Arsenid basiert. Die erf indungsgemasse Lasereinheit 2 
zeichnet sich durch eine hohe Zielgenauigkeit aus . Dabei 

20 konnen mit der erf indungsgemassen Lasereinheit 2 

beispielsweise Wellenlangen von 400nm bis 700nm erzeugt 
werden. 

Fig. 1A zeigt den schematischen Aufbau eines Teils der 
25 Lasereinheit 2 anhand eines Schnittes parallel zu einer 

Langsachse 40. Die als Laserstrahlen erzeugten Lichtwellen 
pflanzen sich parallel zur Langsachse 40 fort, wobei eine 
Spiegeleinheit und ein Ausgangsf enster , das als 
teildurchlassiges Fenster realisiert ist, in Fig. 1A nicht 
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dargestellt sind, aber anhand der Fig. 2 und 3 erlautert 
werden. Das teildurchlassige Fenster kann beispielsweise 
auch ein so genanntes Brewster-Fenster sein. 

5 Eine Tragereinheit 30, die aus einem massiven 

warmeleitenden Material - beispielsweise aus Messing oder 
Platin - besteht und die als Gehauseteil angesehen werden 
kann, umfasst einen eigentlichen Kern der Lasereinheit 2, 
namlich eine Laserdiodeneinheit 34 , in der im 

10 Obergangsbereich zwischen p- und n-Schicht in bei 

Halbleiterlasern bekannter Weise Laserstrahlen erzeugt 
werden. Die als Laserdiodeneinheit 34 bezeichnete Schicht 
befindet sich gemass Fig. 1 unmittelbar auf der 
Tragereinheit 30. Es folgt, ausgehend von der 

15 Laserdiodeneinheit 34 eine erste Isolationsschicht 33, ein 
Piezoelement 32 als Drucker zeugungselement und eine zweite 
Isolationsschicht 31, welche auf deren anderen Seite auf 
der umlaufenden Tragereinheit 30 aufliegt. Damit ist das 
Piezoelement 32 elektrisch isoliert. 

20 

Mit dem vorstehend beschr iebenen Aufbau der Lasereinheit 2 
besteht nun die Moglichkeit, mittels einer im Piezoelement 
32 erzeugten Kraft auf die Laserdiodeneinheit 34 
einzuwirken, urn so die Wellenlange zu verandern, da der 
25 Abstand des Valenzbandes zum Leitungsband - und damit die 
Wellenlange - von der auf die Laserdiodeneinheit 34 
einwirkenden Kraft abhangig ist. 
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Das Piezoelement 32 ist vorzugsweise aus einem Turmalin- 
Kristall gefertigt, der an seiner Oberflache mit einer 
Silberschicht versehen ist, die durch Auf dampf ung erzeugt 
worden ist und die zur Kontaktierung und damit zur 
5 Steuerung des ganzen Piezoelementes 32 verwendet wird. 

Anstelle einer Silberschicht kann auch Aluminium oder eine 
andere Metallschicht aufgedampft werden. 

Wie bereits erlautert worden ist, sind zur Erzeugung eines 
10 Laserstrahles mit der Lasereinheit 2 sowohl eine 

Spiegeleinheit als auch ein Ausgangsf enster er f orderlich, 
die im Wesentlichen quer zur Langsachse 40 der Lasereinheit 
2 (Fig. 1A bzw. IB) angeordnet sind- Wahrend der 
riickwartige Spiegel die durch die Laserdiodeneinheit 34 
15 erzeugten Lichtstrahlen moglichst vollstandig reflektiert, 
hat das Ausgangsf enster die Aufgabe, Lichtstrahlen, die 
vorgegebene Bedingungen erfiillen, aus der Lasereinheit 2 - 
eben durch das teildurchlassige Fenster - austreten zu 
lassen. Weitere Inf ormationen konnen der Druckschrift 
20 "Understanding Lasers" von Jeff Hecht (Seiten 110 und 111, 
Second Edition, IEEE Press, New York, 1992) entnommen 
werden. 

In Fig. IB ist eine weitere Ausf uhrungsf orm eines Teils der 
25 Lasereinheit 2 anhand eines Schnittes parallel zu einer 
Langsachse 40 analog zu Fig. 1A dargestellt. Wie bereits 
bei der Ausf uhrungsf orm gemass Fig. 1A bildet auch die 
Tragereinheit 30 der Ausf uhrungsf orm gemass Fig. IB einen 
Hohlraum, in dem zwei Isolationsschichten 31 und 33, ein 
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Piezoelement 32 und eine Laserdiodeneinheit 34 enthalten 
sind. Im Unterschied zur Ausf uhrungsvariante gemass Fig. 1A 
wird die Laserdiodeneinheit 34 zunachst von der ersten 
Isolationsschicht 33, anschliessend vom Piezoelement 32 als 
5 Drucker zeugungselement , dann von der zweiten 

Isolationsschicht 31 und schliesslich von der Tragereinheit 
30 umfasst. Damit kann mit dem Drucker zeugungselement 32 
eine Kraft erzeugt werden, die von alien radialen 
Richtungen, d.h. im Wesentlichen senkrecht zur Langsachse 
10 40, auf die Laserdiodeneinheit 34 einwirkt. 

In Fig. 2 ist ein Ausgangsf enster 50 dargestellt, wie es 
axial an das in Fig. 1 dargestellte Tragerelement 30 
angeordnet wird. Das Ausgangsf enster 50 besteht im 

15 Wesentlichen aus einem Rahmenelement 70 und einer seitlich 
angeordneter Isolationsschicht 61, wobei sowohl durch das 
Rahmenelement 70 als auch durch die Isolationsschicht 61 
eine Offnung 60 vorgesehen ist. Des Weiteren ist in Fig. 2 
eine Schnittebene A-A eingezeichnet , welche die Grundlage 

20 fur den in Fig. 3 dargestellten Schnitt durch das 
Ausgangsf enster 50 bildet. 

Fig. 3 zeigt das in Fig. 2 dargestellte Ausgangsf enster 50 
im Schnitt gemass Schnittebene A-A (Fig. 2) . Durch den 
25 Schnitt parallel zur Langsachse 40 wird das Rahmenelement 
70 zum U-formigen Teil, in das ein teildurchlassiges 
Fenster 51 eingelegt ist, das im Wesentlichen senkrecht auf 
die Fortpf lanzungsrichtung, d.h. der Langsachse 40, steht . 
Eine Verschiebung des teildurchlassigen Fensters 51 sowohl 
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translatorisch in axialer Richtung als auch als 
Kippbewegung um die Langsachse 40 wirci mit Hilfe von 
Positionselementen 52 bis 56 (im Folgenden auch etwa 
Verschiebungselemente genannt) erreicht, die wiederum als 
5 Piezoelemente ausgebildet sind. Damit fur die Bewegungen 
des teildurchlassigen Fensters 51 drei Freiheit sgrade zur 
Verfugung stehen, sind die Positionselemente 52 bis 56 in 
der in Fig. 3 dargestellten Ausf uhrungsf orm in den Ecken 
des viereckigen teildurchlassigen Fensters 51 angeordnet . 

10 Des Weiteren sind die Positionselemente 52 bis 56 einzeln 
tiber eine elektrische Verbindung kontaktiert, so dass die 
Positionselemente 52 bis 56 unabhangig voneinander 
angesteuert werden konnen. Die Steuerung erfolgt 
beispielsweise uber eine zentrale Kontrolleinheit , die 

15 nicht weiter dargestellt ist. 

Die Spiegeleinheit , welche die in der Laserdiodeneinheit 34 
(Fig. 1) erzeugten Lichtstrahlen moglichst vollstandig und 
verlustfrei reflektieren soil, kann als fixe Spiegelf lache 
20 nach bekanntem Stand der Technik realisiert werden. 

Bei einer weiteren Ausf uhrungsf orm der Erfindung wird 
vorgeschlagen, die Spiegeleinheit nicht fix zu realisieren, 
sondern analog zu dem anhand der Fig. 2 und 3 erlauterten 
25 teildurchlassigen Fenster 51. Bei dieser 

Ausf uhrungsvariante ist zwar kein teildurchlassiges Fenster 
notwendig. Daher wird anstelle des in Fig. 3 dargestellten 
teildurchlassigen Fensters 51 eine ref lektierende 
Oberflache bendtigt, die beispielsweise durch Aufdampfen 
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einer Metallschicht auf einen Trager erhalten wird. Die 
iibrigen Elemente, d.h. die Positions- bzw. 
Verschiebungselemente, werden zur Steuerung der 
ref lektierenden Oberf lache verwendet. Damit ist eine 
5 Lasereinheit 2 geschaffen, die gegeniiber der 
Ausf uhrungsf orm mit einer fixen Spiegelf lache 
( Spiegelelement ) einen erweiterten Einsat zbereich aufweist, 
was im Lichte der nachf olgenden Erlauterungen besonders 
deutlich wird. 

10 

Bekanntlich ist zur Erhaltung einer Resonanz in einer 
Lasereinheit von entscheidender Bedeutung, dass der Abstand 
zwischen Spiegelf lache (Spiegelelement) und 
teildurchlassigem Fenster ein Vielfaches oder die Exakte 

15 der interessierenden halben Wellenlange (A./2) betragt. Wird 
nun gemass der vorliegenden Erfindung die Wellenlange durch 
Veranderung mittels des Piezoelementes 32 (Fig. 1) 
verandert, so kann vor allem dann eine effiziente 
Lasereinheit (d.h. maximal koharentes Licht) erhalten 

20 werden, wenn der Abstand zwischen der Spiegeloberf lache und 
dem teildurchlassigen Fenster 51 als Vielfaches oder gleich 
der interessierenden halben Wellenlange eingestellt wird. 

Es hat sich gezeigt, dass durch die Kombination der 
25 allseitigen Kraf tausubung auf die Laserdiodeneinheit 34 

(Fig. IB) und durch die gleichzeitig vorgenommene korrekte 
Einstellung des Abstandes zwischen Spiegeloberf lache und 
teildurchlassigem Fenster 51 eine ausserst vielfaltig 
einsetzbare Lasereinheit 2 (Fig. 1) zur Verfugung gestellt 
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wird, welche sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass 
sich die Wellenlange beispielsweise zwischen 400 nm und 700 
nm elektronisch einstellen lasst, ohne dass Prismen oder 
Farbfilter notwendig sind bzw. ohne dass eine 
5 Frequenzverdoppelung vorgenommen werden muss. 

Fig. 4 zeigt die Lasereinheit 2, bestehend aus den anhand 
der Fig. 1A, IB, 2 und 3 erlauterten Einzelteilen . So ist 
das Tragerelement 30 gemass Fig. 1 zwischen dem 
10 Rahmenelement 50 mit dem teildurchlassigen Fenster und 
einer Spiegeleinheit 80 angeordnet, wobei jeweils eine 
Isolationsschicht 61 zwischen den Einzelteilen 80, 30, 56 
zur elektrischen und thermischen Isolation vorhanden sind. 

15 Fig. 5A und 5B zeigen mittels Epitaxie oder auch durch 

andere Verfahren hergestellte Laserdiodeneinheiten, die auf 
alien vier Seiten des quadratischen Querschnittes 
Druckerzeugungselemente 73, 74 aufweisen, wobei die vier 
Teile der Druckerzeugungselemente 73, 74 in den jeweiligen 

20 Ecken beabstandet sind. FUr die gleichzeitige Betatigung 
aller vier Teile der Druckerzeugungselemente 73, 74 sind 
diese mit Hilfe von Bonddrahten elektrisch miteinander 
verbunden (wie in den Fig. 5A und 5B dargestellt) oder 
direkt mit einer hierfur vorgesehenen Spannungsquelle bzw. 

25 Steuereinheit 77 gekoppelt. 

Zur weiteren Verdeutlichung wird in Fig. 5A ein p-n- 
Ubergang und in Fig. 5B ein n-p-Obergang fur die 
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Laserdiodeneinheit dargestellt. Aus den Fig. 5A und 5B wird 
ersichtlich, dass die Drucker zeugungselemente 73, 74 in 
Bezug auf die Laserdiodeneinheit gegenteilige Pole 
aufweist, womit eine gegenseitige ungunstige Beeinf lussung 
zwischen Drucker zeugungselement und Laserdiodeneinheit 
verhindert werden kann. 

Die in den Fig. 5A bzw. 5B verwendeten Hinweiszeichen 
konnen wie folgt zugewiesen werden: 

71 n (Kathode) der Laserdiodeneinheit; 

72 p (Anode) der Laserdiodeneinheit; 

73 n-Anschluss des Drucker zeugungselementes ; 

74 p-Anschluss des Drucker zeugungselementes ; 

75 Tragerelement ; 

7 6 Quelle fur die Laserdiodeneinheit; 

77 Steuerschaltung zur Einstellung der auf die 
Laserdiodeneinheit wirkende Kraft; 

78 Luftspalt zwischen den einzelnen Teilen der 
Drucker zeugungseinhe it ; 

79 Druckerzeugungselement . 

Fig. 6 zeigt in schematischer Darstellung eine 
erf indungsgemasse Vorrichtung rait der mittig zwischen der 
Spiegeleinheit 80 und dem Ausgangsf enster 50 angeordneten 
Lasereinheit 2, die beispielsweise in der im Zusammenhang 
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mit Fig. 5A bzw. 5B beschriebenen Art und Weise realisiert 
ist. Diese Ausf uhrungsf orm zeichnet sich dadurch aus, dass 
sowohl die Spiegeleinheit 80 als auch das Ausgangsf enster 
50 in Abhangigkeit der durch das Drucker zeugungselement (in 
5 Fig. 6 nicht dargestellt) erzeugten und auf die 

Laserdiodeneinheit einwir kenden Kraft verschoben wird, und 
zwar derart, dass sich die Laserdiodeneinheit stets mittig 
zwischen der Spiegeleinheit 80 und dem Ausgangsf enster 50 
befindet bzw. die Diodenlaserf assette eine halbe 

10 Wellenlange oder ein Vielfaches der halben Wellenlange zur 
Spiegeleinheit entfernt ist, wobei dies davon abhangig ist, 
ob die Diodenlaserf assette entspiegelt ist oder nicht. Ist 
namlich die Diodenlaserf assette entspiegelt, so baut sich 
zwischen der Diodenlaserf assette und der Spiegeleinheit 

15 keine zusatzliche Resonanz "auf. Ist hingegen die 

Diodenlaserf assette nicht entspiegelt, so baut sich 
zwischen der Diodenlaserf assette und der Spiegeleinheit 
eine zusatzliche Resonanz auf, was bei inkorrekter Distanz 
zu zusatzlichen Wellen und damit zu einem Verlust fuhrt. 

20 Dies mit Abweichungen in Abhangigkeit von der Distanz der 

Spiegeleinheiten gegenuber der Diodenlaserf assette und gilt 
fur beide Austrittseiten der Laserdiodeneinheit. Dies wird 
beispielsweise mit Hilfe der in Fig. 6 dargestellten 
synchronen Drehvorrichtung 100 erreicht, die im Punkt D 

25 drehbar gelagert ist. Wird nun mit dem Verschiebungselement 
52 die Spiegeleinheit 80 in eine Richtung Wl verschoben, so 
erfolgt uber die synchrone Drehvorrichtung 100 eine 1:1- 
Ubertragung auf das Ausgangsf enster 50, so dass dieses eine 
betragsmassige identische Verschiebung in Richtung W2 

30 erfahrt. 
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Eine mittige Ausrichtung der Laserdiodeneinheit bzw. deren 
Fassette ergibt als zusatzlicher Vorteil eine optimierte 
Leistungsausnut zung . 

5 

Anstelle der synchronen Drehvorrichtung 100 konnen 
selbstverstandlich auch zwei oder mehrere 
Verschiebungselemente 52 vorgesehen werden, die derart 
abgestimmt und angeordnet sind, dass sich die 
10 Laserdiodeneinheit stets mittig zwischen der Spiegeleinheit 
80 und dem Ausgangsf enster 50 befindet. 
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Patentanspriiche : 



1. Lichteinheit zur Erzeugung von Lichtstrahlen mit 
5 unterschiedlichen Wellenlangen, umfassend 

- eine Lichtquelleneinheit (34), 

— eine Spiegeleinheit (80), 

- eine Tragereinheit (30), 

— ein Ausgangsf enster (50) mit einer Offnung (60) und 
10 - ein Druckerzeugungselement (32), 

wobei die Lichtquelleneinheit (34) und das 
Druckerzeugungselement (32) in der Tragereinheit (30) 
enthalten sind, die eine im Wesentlichen parallel zu den 
erzeugten Lichtstrahlen verlaufende Langsachse (40) 

15 aufweist, wobei die Spiegeleinheit (80) und das 

Ausgangsf enster (50) an gegeniiberliegenden Enden der 
Tragereinheit (30) angeordnet sind und wobei mit dem 
Druckerzeugungselement (32) eine Kraft erzeugt wird, die 
auf die Lichtquelleneinheit (34) wirkt, dadurch 

20 gekennzeichnet , dass die Spiegeleinheit (80) und/oder das 
Ausgangsf enster (50) durch mindestens ein 

Verschiebungselement (52,..., 55) in Abhangigkeit der durch 
das Druckerzeugungselement (32) auf die Lichtquelleneinheit 
(34) erzeugten Kraft relativ zur Tragereinheit (30) 
25 verschiebbar und/oder relativ zur Langsachse (40) kippbar 
sind. 

2. Lichteinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass mit dem Druckerzeugungselement (32) von mehreren 



WO 2005/078878 



PCT/CH2005/000070 



- 17 - 

Seiten eine Kraft auf die Lichtquelleneinheit (34) 
erzeugbar ist, wobei die Kraft vorzugsweise im Wesentlichen 
senkrecht auf die Langsachse (40) wirkt. 

5 3. Lichteinheit nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 

gekennzeichnet , dass mit dem Druckerzeugungselement (32) 
eine rundum gleichrnassige Kraft auf die Lichtquelleneinheit 
(34) erzeugbar ist. 

10 4. Lichteinheit nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Druckerzeugungselement 
(32) vom Typ Piezoelement ist, das vorzugsweise auf 
Natriumpersulf at , Natriumhydroxyd bzw. Kupfersulfat 
basiert . 

15 

5. Lichteinheit nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Piezoelement (32) ein Turmalinkristall ist, der 
zur Kontaktierung auf den der Lichtquelleneinheit (34) 
zugewandten und abgewandten Seiten eine elektrisch leitende 

20 Schicht aufweist, vorzugsweise eine Silber- oder 
Aluminiumschicht . 

6. Lichteinheit nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Ausgangsf enster (50) ein 

25 teildurchlassiges Fenster oder ein Brewster-Fenster (51) 
ist • 

7. Lichteinheit nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Ausgangsf enster (50) und die 

30 Spiegeleinheit (80) derart verschiebbar sind, dass die 
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Lichtquelleneinheit (34) stets mittig zwischen dem 
Ausgangsf enster (50) und der Spiegeleinheit (80) angeordnet 
ist . 

5 8. Lichteinheit nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet , dass das Verschiebungselement aus 
mindestens einem Piezoelement (52, . ♦., 56) besteht. 

9. Lichteinheit nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch 
10 gekennzeichnet, dass zwischen der Spiegeleinheit (80) und 
der Tragereinheit (30) und/oder zwischen dem 
Ausgangsf enster (50) und der Tragereinheit (30) eine 
Isolationsschicht (61) vorgesehen ist. 

15 10. Lichteinheit nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Lichtquelleneinheit eine 
Laserdiodeneinheit (34), insbesondere vom Typ 
Halb lei ter laser , ist . 

20 11. Verfahren zum Erzeugen von Lichtstrahlen mit 

unterschiedlichen Wellenlangen unter Verwendung einer 
Lichteinheit, umf as send 

- eine Lichtquelleneinheit (34), 

- eine Spiegeleinheit (80), 
25 - eine Tragereinheit (30), 

- ein Ausgangsf enster (50) mit einer Offnung (60) und 

- ein Drucker zeugungselement (32), 
wobei die Lichtquelleneinheit (34) und das 
Druckerzeugungselement (32) in der Tragereinheit (30) 
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enthalten sind, die eine im Wesent lichen parallel zu den 
erzeugten Licht strahlen verlaufende Langsachse (40) 
aufweist, wobei die Spiegeleinheit (80) und das 
Ausgangsf enster (50) an gegenliberliegenden Enden der 
5 Tragereinheit (30) angeordnet sind, wobei mit dem 

Druckerzeugungselement (32) eine Kraft erzeugt wird, die 
auf die Lichtquelleneinheit (34) wirkt, und wobei das 
Verfahren darin besteht, dass die Spiegeleinheit (80) 
und/oder das Ausgangsf enster (50) durch mindestens ein 
10 Verschiebungselement (52,..., 56) in Abhangigkeit der durch 
das Druckerzeugungselement (32) auf die Lichtquelleneinheit 
(34) erzeugten Kraft relativ zur Tragereinheit (30) 
verschoben und/oder relativ zur Langsachse (40) gekippt 
wird. 

15 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet , 
dass mit dem Druckerzeugungselement (32) von mehreren 
Seiten eine Kraft auf die Lichtquelleneinheit (34) erzeugt 
wird, wobei die Kraft vorzugsweise im Wesentlichen 

20 senkrecht auf die Langsachse (40) wirkt. 

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass mit dem Druckerzeugungselement (32) 
eine rundum gleichmassige Kraft auf die Lichtquelleneinheit 

25 (34) erzeugt wird. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 11 bis 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Ausgangsf enster (50) und die 
Spiegeleinheit (80) derart verschoben werden, dass die 

30 Lichtquelleneinheit (34) stets mittig zwischen dem 
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Ausgangsf enster (50) und der Spiegeleinheit (80) angeordnet 
ist . 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 11 bis 14, dadurch 
5 gekennzeichnet , dass der Abstand zwischen der 

Spiegeleinheit (80) und dem Ausgangsf enster (50) derart 

eingestellt wird, dass dieser die Exakte oder ein 

Vielf aches der interessierenden halben Wellenlange betragt. 
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